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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月15日(2014.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　本発明を、詳細に図示した好適な実施形態を参照しながら詳細に説明したが、当業者で
あれば、本発明の範囲から逸脱することなく構成および細部に様々な変更を施すことがで
き、そのような変更も添付の特許請求の範囲に包含される。
　なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
〔態様１〕
　光電子部品用筐体と、
　前記光電子部品用筐体内に装着された光学ベンチと、
　前記光学ベンチに設けられ、光干渉信号を受信する少なくとも２つの光検出器を含むバ
ランスド検出器システムと、
　前記光電子部品用の筐体内に装着され、前記少なくとも２つの光検出器の出力を増幅す
る電子増幅器システムとを備えた、光検出器システム。
〔態様２〕
　態様１に記載の光検出器システムにおいて、前記電子増幅器システムが前記光学ベンチ
に設けられている、光検出器システム。
〔態様３〕
　態様１に記載の光検出器システムにおいて、前記光電子部品用筐体が、第１光信号およ
び第２光信号を受信する２つのファイバフィードスルーを含む、光検出器システム。
〔態様４〕
　態様３に記載の光検出器システムにおいて、前記第１光信号および前記第２光信号が、
光ファイバコンバイナによって生成された前記光干渉信号である、光検出器システム。
〔態様５〕
　態様１に記載の光検出器システムにおいて、前記バランスド検出器システムが、前記光
検出器を少なくとも４つ含み、
　当該光検出器システムが、さらに、
　２つの偏光ビームスプリッタを備え、この２つの偏光ビームスプリッタが、第１偏光成
分の前記光干渉信号を、前記光検出器のうちの第１の光検出器ペアに送出し、第２偏光成
分の前記光干渉信号を、前記光検出器のうちの第２の光検出器ペアに送出する、光検出器
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システム。
〔態様６〕
　態様５に記載の光検出器システムにおいて、前記電子増幅器システムが、前記第１の光
検出器ペアの出力を増幅する第１の電子増幅器と、前記第２の光検出器ペアの出力を増幅
する第２の電子増幅器とを含む、光検出器システム。
〔態様７〕
　態様１に記載の光検出器システムにおいて、前記バランスド検出器システムが、前記光
検出器を少なくとも４つ含み、
　当該光検出器システムが、さらに、
　２つの分波ビームスプリッタを備え、この２つの分波ビームスプリッタが、第１波長帯
域内の前記光干渉信号を前記光検出器のうちの第１の光検出器ペアに送出し、第２波長帯
域内の前記光干渉信号を前記光検出器のうちの第２の光検出器ペアに送出する、光検出器
システム。
〔態様８〕
　態様７に記載の光検出器システムにおいて、前記電子増幅器システムが、前記第１の光
検出器ペアの出力を増幅する第１の電子増幅器と、前記第２の光検出器ペアの出力を増幅
する第２の電子増幅器とを含む、光検出器システム。
〔態様９〕
　態様１に記載の光検出器システムにおいて、さらに、
　前記光学ベンチに設けられ、付帯的な光信号を受信する付帯的な検出器を備えた、光検
出器システム。
〔態様１０〕
　態様１に記載の光検出器システムにおいて、前記付帯的な検出器が、試料のスペクトル
応答を計測するのに用いられる、光検出器システム。
〔態様１１〕
　光学ベンチと、
　前記光学ベンチに設けられ、試料アームからの試料光信号と参照アームからの参照光信
号とで構成される光干渉信号を生成する、少なくとも１つのビームスプリッタ／コンバイ
ナと、
　前記光学ベンチに設けられ、前記光干渉信号を受信する少なくとも２つの光検出器を含
むバランスド検出器システムと、
　前記光学ベンチに設けられ、前記少なくとも２つの光検出器の出力を増幅する電子増幅
器システムとを備えた、光検出器システム。
〔態様１２〕
　態様１１に記載の光検出器システムにおいて、前記光学ベンチが、密閉された光電子部
品用筐体内に装着され、当該密閉された光電子部品用筐体は、前記試料光信号および前記
参照光信号を受信する２つのファイバフィードスルーを含む、光検出器システム。
〔態様１３〕
　態様１１に記載の光検出器システムにおいて、前記バランスド検出器システムが、前記
光検出器を少なくとも４つ含み、
　当該光検出器システムが、さらに、
　前記光干渉信号を第１偏光成分および第２偏光成分に分割する第１の偏光ビームスプリ
ッタと、
　前記光干渉信号を第１偏光成分および第２偏光成分に分割する第２の偏光ビームスプリ
ッタと、
　前記第１偏光成分の前記光干渉信号を検出する、前記光検出器のうちの第１の光検出器
ペアと、
　前記第２偏光成分の前記光干渉信号を検出する、前記光検出器のうちの第２の光検出器
ペアとを備えた、光検出器システム。
〔態様１４〕
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　態様１３に記載の光検出器システムにおいて、前記電子増幅器システムが、前記第１の
光検出器ペアの出力を増幅する第１の電子増幅器と、前記第２の光検出器ペアの出力を増
幅する第２の電子増幅器とを含み、当該電子増幅器システムが、前記筐体内に含まれてい
る、光検出器システム。
〔態様１５〕
　光電子部品用筐体内に装着された光学ベンチと、
　前記光学ベンチに設けられた、第１の光検出器ペアと、
　前記光学ベンチに設けられた、第２の光検出器ペアと、
　２つの偏光ビームスプリッタであって、第１偏光成分の光干渉信号を前記第１の光検出
器ペアに送出し、第２偏光成分の前記光干渉信号を前記第２の光検出器ペアに送出する、
２つの偏光ビームスプリッタとを備えた、光検出器システム。
〔態様１６〕
　態様１５に記載の光検出器システムにおいて、さらに、
　前記光学ベンチに設けられ、前記光干渉信号を生成するビームスプリッタ／コンバイナ
を備えた、光検出器システム。
〔態様１７〕
　光電子部品用筐体と、
　前記光電子部品用筐体内に装着された光学ベンチと、
　前記光学ベンチに設けられ、光干渉信号を受信する少なくとも２つの光検出器を含むバ
ランスド検出器システムと、
　前記光電子部品用筐体内に装着され、試料からの光信号を検出する、スペクトル解析用
検出器とを備えた、光検出器システム。
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